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Die Herstellung optischer Systeme kommt heutzutage ohne den Einsatz moderner Konzepte der Plas-
matechnologie nicht mehr aus. So kommen nicht nur haufig direkte plasmagestiitzte Verfahren bei der
Vorbehandlung von optischen Oberflachen und Schichtsystemen zum Einsatz, vielmehr werden auch
Plasmen zur Funktionalisierung, Strukturierung und auch Qualitdtsverbesserung von Oberflachen
fiir ein breites Anwendungsspektrum verwendet. Beispielsweise kann die Packungsdichte optischer
Schichten in plasmagestiitzten Prozessen erheblich bis nahezu auf den Wert des entsprechenden
Festkorpermaterials gesteigert und so eine erhebliche Erh6hung der Schichtstabilitét erreicht wer-
den. Bei den Zerstaubungsprozessen zur Herstellung von Schichtsystemen spielen Plasmen und Plas-
mastrahlen eine zentrale Rolle in der kontrollierten Freisetzung des Beschichtungsmaterials in einem
Energieregime, das besonders giinstig ist fiir die Bildung von qualitativ hochwertigen Schichten.
Trotz dieser enormen Vorteile steckt eine grundlegende Erkundung der Wirkung von Plasmen fiir
viele Anwendungsbereiche noch in ihren Anfingen. Fiir die zukiinftige Entwicklung der Beschich-
tungsprozesse und die Herstellung der zunehmend geforderten anspruchsvollen Funktionsflachen sind
diese neuen Forschungsansitze dringend weiter zu stirken. Die Zielstellung des nunmehr siebten
Symposiums zu dem Themenfeld ist es, den Dialog der beteiligten Technologiebereiche weiter zu
intensivieren. Als Plattform bietet sich dabei einerseits das Vorhaben , Plasma und Optische Tech-
nologien® (PluTO) an, das vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung seit Mitte des Jahres
2009 gefordert wird und einen hohen wissenschaftlichen Stand erreicht hat. Andererseits sind hier
auch die DFG-Sonderforschungsbereiche ,,Planare optronische Systeme® und ,,Gepulste Hochleis-
tungsplasmen zur Synthese nanostrukturierter Schichten* zu nennen, die wichtige Impulse aus der
Grundlagenforschung in die Entwicklung eintragen kénnen. Im Rahmen des Symposiums sollen die
in den Forschungsverbiinden errungenen Ergebnisse der Fachoffentlichkeit vorgestellt und diskutiert
werden
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Plasma-ionengestiitzte Abscheidung von Hafnium- und Tan-
taloxidschichten unter Nutzung von Xenon und Argon als
Arbeitsgas — eOLAF STENZEL, STEFFEN WILBRANDT, RALPH
SCHLEGEL, NORBERT KAISER

IBS: Praxis und Modellierung — eHENRIK EHLERS
Plasmaabscheidung nanostrukturierter Barriereschichten auf
Kunststoffen - Bedeutung grenzflichenchemischer Aspekte —
BERKEM OzKAYA, ¢ GUIDO GRUNDMEIER

From target to substrate in high power pulsed magnetron plas-
mas — e ACHIM VON KEUDELL

Planare Optronische Systeme - Konzept, Umsetzung und erste
Ergebnisse — e LUDGER OVERMEYER
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SYOT 3.4 Tue 15:30-16:00 SPA Kapelle SFB TR 123 Planare optronische Systeme (PlanOS) — eHANS
ZAPPE

SYOT 3.5 Tue 16:00-16:30 SPA Kapelle Influence of the oxygen plasma parameters on the atomic layer
deposition of titanium oxide — e ADRIANA SZEGHALMI, STEPHAN
RATZSCH, ERNST BERNHARD KLEY

Sessions

SYOT 1.1-1.1 Tue 10:30-10:40 SPA Kapelle Einfiihrung in das Symposium
SYOT 2.1-2.4 Tue 10:40-12:50 SPA Kapelle Verbund PluTO: Plasma und optische Technologien
SYOT 3.1-3.5 Tue 14:00-16:30 SPA Kapelle SFB zu Plasma und Optische Technologien



